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VBLのクリーンルーム利用者講習会
（装置利用方法と防災設備）



■装置の利用形態

１．利用者講習会受講者のみ，使用可能な装置

⇒装置利用講習会には教員と一緒に参加

２．比較的自由に利用できる装置

３．運用責任者の許可を得て使う装置

（DII装置、黒川研の装置）

■VBL内の支援装置

１．マテリアル先端リサーチインフラ支援装置
（Advanced Research Infrastructure for Materials

and Nanotechnology in Japan: ARIM）-ARIM No.

２．VBL支援装置‐VBL No.

３．DII支援装置（VBL装置予約ページにはない）

４．予約なしで利用可能な装置

◆VBL装置について



装置の利用が可能か装置運用責任者に確認
           装置の利用許可の時は材料の情報、目的を明確に

利用申請書の提出（支援装置によって申請書が違う）  
・ARIM利用申請書（ARIM事務局）
https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/index.html

・DII装置

・VBL利用申請書（VBL事務室）
office@vbl.nagoya-u.ac.jp

・入退管理シート（研究室でまとめて提出）

利用申請書承認

利用者講習会を受講
（クリーンルーム利用者講習会は年一回）

◆利用申請の流れ

https://es.tech.nagoya-u.ac.jp/public/php/mkgKikiSearchTop.php

mailto:office@vbl.nagoya-u.ac.jp
https://es.tech.nagoya-u.ac.jp/public/php/mkgKikiSearchTop.php


VBL内の装置紹介



レーザーリソグラフィー、講習会あり

フォトリソグラフィー（4インチ用）

◆露光装置

マスクレス露光装置

フォトリソグラフィー（6インチ用）



ICPエッチング装置 RIEエッチング装置

◆加工装置

ICPエッチング装置

段差計（Detak) 段差計（ET200A)

・使用ガス：Cl2、O2、N2、Ar
・試料サイズ：3インチ

・使用ガス：Cl2、 BCl3、 O2

・試料サイズ：2インチx 4枚
・使用ガス： CF4、SF6、

Ar、O2
・シリコン系エッチング
・試料サイズ：8インチ



原子層堆積（ALD） プラズマCVD（PECVD)
・形成膜：SiO2

◆堆積装置

・基板サイズ：212 mmΦ
・薄膜形成（SiO2,Al2O3）



電子ビーム蒸着装置(EB) 超高真空蒸着装置
・講習会あり

卓上型ランプ加熱装置

高真空電子線ビーム蒸着装置
：蒸発面に対して基板が±90°回転
するので傾斜蒸着が可能

◆金属蒸着装置

アニールプロセスとして利用
・使用ガス：O2, N2

・試料サイズ：最大2インチ
・最高温度1200℃

Au、Ni、Cr、Alなど金属蒸着が可



◆評価装置

高分解能走査型電子顕微鏡
（S5200）講習会あり
・試料サイズ：5㎜×5㎜
・EDS観察可能

電界放出型走査電子顕微鏡
（S4300）
・試料サイズ：４インチ

カーボン蒸着装置 オスミウムコーター

卓上走査電子顕微鏡
・大試料サイズ：φ80mm/

高さ50mm
・EDS観察可能



顕微ラマン分光装置

蛍光りん光分光光度計

◆評価装置

・化学結合の情報
・結晶・非結晶性の違い
・応力、ひずみの情報
・分子構造の情報／ 結晶構造の違い
・レーザー波長：532nm、782nm
・講習会あり

・試料の同定・不純物の存在を推定
・低濃度試料の濃度が測定
・分子間相互作用の解明
・光源：オゾンレスキセノンランプ・燐光用フラッシュランプ
・試料最大サイズ：〜10 mm角程
・燐光寿命計測範囲：10 µs以上

・発光波長計測範囲：290～970 nm



X線回折装置（XRD)

◆評価装置

粉末サンプル、固体サンプル、
液体サンプルの相組成、結晶構造、配向などの物性を分析
・試料サイズ；2インチ
・講習会あり

大気中光電子分光装置（AC-2）

・材料の膜厚測定
・仕事関数・イオン化ポテンシャル
・液体・粉末など物質の電子状態をそのまま解析
・エネルギー捜査範囲：3.4～6.2 eV
・最大試料サイズ：50mm x 50mm、10mm t



◆評価装置

白色顕微鏡

非接触・非破壊の3次元表面形状・粗さ計測

原子間力顕微鏡（AFM）

・表面構造や組成
・原子分解能で三次元の形状情報
・測定力が極めて小さいため、ほとんど非破壊で測定
・測定モード：AFM/DFM/PM/FFM
・最大試料サイズ：φ35mm/厚さ10mm



◆予約なしで利用できる装置

クリーンドラフトチャンバー デジタルマイクロスコープ

灰化装置（Ashing)

・レジスト剥離
・試料を加熱・燃焼し無機化合物に
・使用ガス；O2

：高精細画像での観察、計測、記録



◆VBLクーリンルームの前室のロッカー利用について

・各研究室に配分
・パスワードを各研究室で決めて共用利用する
しかし、薬品などは保管禁止

・希望の研究室は、VBL教員室で使い方を教えてもらう



◆VBLクーリンルームの前室の洗濯機利用について

洗濯が終わったらすぐに回収！！
一週間くらい放置されている場合、
こちらで処分します。



■講習会を受けた方のみ利用可能な装置
■SEM（走査型電子顕微鏡）S5200
■レーザーリソブラフィ
■顕微ラマン（RAMAN）
■超高真空蒸着装置
⇒個別に講習会の依頼を受け、行う

■その他、
■ICP（Inductively Coupled Plasma）
■SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）S4300
■RIE（Reactive Ion Etching) 
■X線回折装置（XRD）
■白色顕微鏡
■大気中光電子分光装置（AC-2）
⇒各研究室の利用者からオペトレを受け、利用可能

■DII装置とARIM装置は各自の担当に確認

◆各装置の利用に関して



装置予約に関する内容
・ホームページから装置予約して利用する
・利用時間を考えて予約しよう
・予約時間を守ろう
・利用料金は装置予約時間で課金される



◆装置予約はVBLホームページから

VBLホームページ
（http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/）

vbl
semicondhejiheji

http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/


◆装置予約はVBLホームページから

1

2
装置予約時間は30分単位で



◆装置予約はVBLホームページから



◆装置予約はVBLホームページから

予約の時入力したパスワード
を入れて予約の日程や時間、
除去などを行う

★注意点
・S4300 （SEM）は装置利用時間が2時間まで
・その他装置は2週間先まで予約可能
・ラマンは1週間先まで予約可能

パスワードを忘れた場合：
事務室で確認
内線：5447
E-mail; office@vbl.nagoya-u.ac.jp



■VBL
・VBL Office：office@vbl.nagoya-u.ac.jp
・斎藤：saito.kiyonori.z3@f.mail.nagoya-u.ac.jp
・鄭：cheong.heajeong.p5@f.mail.nagoya-u.ac.jp
・出来：deki@nagoya-u.jp

■DII
・鄭：cheong.heajeong.p5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

■黒川研
・黒川：kurokawa.yasuyoshi@material.nagoya-u.ac.jp

◆講習会うあ装置使用に関する問い合わせ

■その他

・CAD ：deki@nagoya-u.jp

mailto:office@vbl.nagoya-u.ac.jp
mailto:deki@nagoya-u.jp
mailto:deki@nagoya-u.jp


防災設備について



◆防火設備１階

開発室

ＣＲ２
ナノプロセス室

ＣＲ１
フロンティアデバイス室

高圧ガス監視盤

防災盤

ボンベ庫機械室

前室

気化器

CE

北玄関

階段

非常口

南玄関
液体窒素液取り

空調警報盤

消火器 消火栓



クリーンルーム
空調機室

CAD室

ナノ構造
解析室

プローブ
顕微鏡
室

有機光電
変換計測室

有機
半導体
計測室

高圧ガス
警報表示盤非常口

◆防火設備２階

液体窒素
液取り

分析室

消火器 消火栓



初期消火は消火器，消火栓で

重要

順に操作する



◆大学の防災連絡体制



◆大学の防災連絡体制
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